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Lærebok: Stephen D. Senturia "Microsystem Design"

	
	Dato
	Tema
	Litteratur

	34
	17/8
	Oversikt over kurset, eksempler på mikrosystemer og modellering


	Kapittel 1 +2 i Senturia

	35
	24/8
	Micromaskinering
Mikrofluidikk
Eksempler på og fysikk for fluider i mikrokanaler

--------------------------------------------------
Obligatorisk oppgave 1: Kapillærrør 

	Fra kapittel 3 i Senturia

Artikkel i Physics Today:


" 

http://www.physicstoday.org/pt/vol-54/iss-6/p42.html



Kapittel 13 i Senturia (ikke 13.4)

	36
	31/8
	Fluid mikrosystemer

DNA amplifisering

--------------------------------------------------

Obligatorisk oppgave 1 leveres


	Deler av kapittel 22 i Senturia + kapittel 11.5.1



	37
	7/9
	Silisium

Elastisitetsteori

Bjelker, elastiske strukturer

---------------------------------------------------

Obligatorisk oppgave 2: Bjelke 

	Kapittel 8.1, 8.2, 8.4, 8.5

Kapittel 9.1, 9.3, 9.5 

	38
	14/9
	Mikromaskinering

Coventor, design av masker

Mikromaskinering  produksjonsprosesser (RIE ets, TMAH ets, si-krystall, glass/silisium bonding, tynne filmer, oksydasjon, metall)

---------------------------------------------------

Obligatorisk oppgave 2 leveres

Obligatorisk oppgave 3, Coventor Beam tutorial tom 1.11 

	www.coventor.com
Kapittel 3.1, deler av 3.2 og 3.3



	39
	21/9
	Ingen undervisning


	

	40
	28/9
	Ingen undervisning

	

	41
	5/10
	Foundry MEMSproduksjon

Halvdagskurs:

Design Introduction Course 

(holdes på SINTEF)


	Duration   9:15-13:15
Place       MinaLab

www.mutimems.com

	42 
	12/10
	Ingen undervisning


	

	43
	19/10
	Kapasitivt akselerometer

---------------------------------------------------

Obligatorisk oppgave 3 leveres


	Kapittel 19 (ikke 19.3, 19.4.3)

	44
	26/10
	Koblede elastiske-elektrostatiske systemer, pull in
----------------------------------------------------

Obligatorisk oppgave 4: Coventor, resten av beam tutorial 


	

	45
	2/11
	Elektrostatisk aktuert speilarray

---------------------------------------------------

Oppgave 4 leveres

Obligatorisk oppgave 5: Speil


	Deler av kapittel 20, kapittel 13.4.1.1

	46
	9/11
	Piezoresistiv trykksensor

--------------------------------------------------

Obligatorisk oppgave 5 leveres

Obligatorisk oppgave 6: Selvvalgt Coventor oppgave skal defineres av studentene


	Kapittel 18 (ikke 18.3.1, 18.3.4)

	47
	17/11
	ASIC for Microsystems?

	Ved John Raaum, 

NORDIC VLSI?

	48


	Ca 23/11
	Studentene holder 15 min. foredrag om sin løsning av obligatorisk oppgave 6

	

	50
	ca 6/12 
	Eksamen
	


